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Рентгеновская  микроскопия открывает множество новых возможностей для исследований в различных сферах. Она позволяет изучать структуру объектов, причем с более высоким разрешением, чем оптическая микроскопия. При этом разрушение от рентгеновского излучения не настолько значительное, как при электронной микроскопии. Однако, показатель преломления рентгеновского излучения 0,99999, поэтому оно слабо преломляется в веществе. Т.о. создание элементов преломляющей оптики представляет из себя сложную научную и практическую задачу.

На данный момент, для фокусировки рентгеновского излучения применяются составные преломляющие рентгеновские линзы (СПРЛ). Они представляют из себя оптическую систему, состоящую из  нескольких микролинз, последовательно расположенных вдоль одной оптической оси. Чаще всего СПРЛ изготавливаются из бериллия или кремния, однако использование данных материалов является очень дорогим и ресурсозатратным.
В данной работе для изготовления СПРЛ применяется метод двухфотонной лазерной литографии. (ДЛЛ). Данный способ позволяет изготавливать трехмерные структуры из полимерных материалов  с разрешением до 100 нм, в частности параболические линзы с радиусом кривизны в вершине параболы 1-5 мкм [1]. Процесс печати происходит за счет полимеризации фоторезиста при двухфотонном поглощении. При этом минимальный полимеризуемый объем называется вокселем. Экспериментально доказано, что воксель имеет форму эллипсоида вращения, вытянутого вдоль оси лазерного излучения. Это приводит к тому, что для получения геометрической поверхности высокой точности, необходимо учитывать форму вокселя.
Поэтому целью работы является создание модели для печати, которая значительно уменьшит ошибки, связанные с формой вокселя.
В результате выполнения работы была создана модель, учитывающая форму вокселя.  Для проверки ее работоспособности была проведена численная симуляция в среде моделирования Comsol Multiphysics для двух СПРЛ, состоящих из 10 скорректированных и нескорректированных линз. Также аналогичные системы были напечатаны методом ДЛЛ. Сравнение размеров полученных микролинз показало, что отклонения высоты линзы и апертур в вертикальном и горизонтальном направлениях от заданных в модели уменьшились в 4-5 раз.
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